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ZEISS AxioImager 2は、業界基準に則る必要のある材料解析、新素材の開発、
品質管理に適したシステムプラットフォームです。
本システムは高い光学性能を有し、常に鮮明な画像を得ることができます。
特に、円偏光微分干渉（C-DIC）や偏光などの高度なコントラスト技術が使用
可能です。
電動スタンドによる照明設定により再現性の高いイメージングが可能です。 
また、ワークフローを自動化することで常に一貫した結果と高い生産性が得
られます。また本システムは、高い拡張性を有するため、様々なアプリケーショ
ンに適宜対応していくことができ、幅広いソリューションを網羅的に提供する
ことが可能です。

材料解析を自動化する光学顕微鏡システム

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス



20 µm

3

より簡単に、インテリジェントに、さらにインテグレートされたシステム

本顕微鏡システムの特長
研究、開発、不良解析のいずれにおいて
も、材料用顕微鏡は様々な課題に直面し
ます。ZEISSの AxioImager 2はこれらの課
題に対応することができます。アプリケー
ションに適したコンポーネントを取り付け
ることにより、粒子解析や、非金属介在物
（NMI）解析、液晶、または半導体ベース
のMEMなどの解析が可能になります。また、 
Axio Imager 2は電子顕微鏡検査との相関
ワークフローもサポートしています。

信頼性と再現性のある結果を得る
良い結果を得るためには、システムの安定
性が欠かせません。Axio Imager 2の安定
したイメージング性能は、高倍率での作業
や時間制限がある研究に最適です。また、
Axio Imager 2は電動のため、常に一定の条
件下で作業しながら、再現性のある結果が
スピーディーに得られます。

高度なコントラスト技術をフル活用
Axio Imager 2では様々なコントラスト技術
が利用可能で、各アプリケーションに最適
なイメージを提供します。明視野、暗視野、
微分干渉（DIC）、円偏光微分干渉（C-DIC）、
偏光または蛍光でサンプルの落射光観察
ができます。また、透過光を使用する場合、
明視野、暗視野、微分干渉（DIC）、偏光、
または円偏光が使用可能です。さらに、迷
光を最小限に抑えることで均一な照明が得
られ、 高倍率でも優れたイメージングが可
能です。

炭素繊維強化ポリマー（CFRP）、微分干渉コントラスト（DIC） 
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

多種多様な検体用の相関サンプルホルダー付きステージイン
サート。

Axio Imager 2で安定したイメージング条件をお試しください。

›   概要
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明視野と暗視野：最大の均質性と迷光のな
い画像の背景
Axio Imager2は、明視野において均一な照
明と優れたコントラストを提供します。暗
視野においては、迷光による乱れを最小限
に抑え、照明光学系の縦色収差を低減する
ことで、観察が難しい試料や微細な構造に
も対応することができます。リフレクター
ターレットを回転するだけでコントラスト
法を切り替えることができます。電動スタ
ンドを使用すれば、迅速で快適な作業が可
能です。

C-DIC: すべての構造に最適
円偏光微分干渉（C-DIC）は、通常の
直線偏光を使用する微分干渉（DIC）と
は異なり、円偏光を使用します。C-DIC
は、ランダムな凹凸形状を有するサン
プルなどの観察に最適です。直線偏光
を使用した DICと異なり、サンプルをス
テージ上で回転させる必要はありません。 

可能性を拓く

銅鋳物、明視野  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

銅鋳物、暗視野 
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

C-DICでは、サンプルの向きに関わらず、
C-DICのプリズムの位置を調整するだけで、
コントラストと分解能において最高品質の
画像が得られます。

銅鋳物、C-DIC  
対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

高度なコントラスト技術をフル活用
›   概要
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高度なコントラスト技術をフル活用

可能性を拓く

コントラスト技術 反射光 透過光

明視野 � �

暗視野 � �

DIC � �

C-DIC �

蛍光 �

位相差 �

偏光 � �

明視野 暗視野 C-DIC

試料：純アルミニウム、対物レンズ：EC Epiplan-NEOFLUAR 
10x/0.25、異なるコントラスト技術を用いて同じ位置で取得

偏光コントラスト ラムダプレート追加時の偏光

›   概要

›   特長

›   アプリケーション
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多様なアプリケーションに的確に対応

産業および典型的なアプリケーション／試料 タスク ZEISS Axio Imager 2の機能

自動車産業 • 複合材料の品質管理と開発
• 溶接部の品質管理
• 介在物と亀裂の検査
• 粒子サイズと非金属介在物の測定
• 粒子解析

• ハードウェアオートフォーカス
• ZEN coreモジュール ZEN Connectを使用した相関顕微鏡
• 偏光コントラストと C-DIC
• ZEN coreモジュール：Grains解析、Cast Iron解析、 

NMI解析、多相解析
• ZEN core モジュール：Technical Cleanliness解析

航空および宇宙産業 • 複合材料の品質管理と開発
• 溶接部の品質管理
• 介在物と亀裂の検査
• 粒子サイズと微細構造相の決定

• ハードウェアオートフォーカス
• ZENモジュール ZEN Connectを使用した相関顕微鏡
• 偏光コントラストと C-DIC
• ZEN coreモジュール：Grains解析、Cast Iron解析、NMI解析、
多相解析

金属製造および加工産業 • 介在物と亀裂の検査
• 粒子サイズと非金属介在物の測定
• 異方性材料の解析

• ハードウェアオートフォーカス
• ZENモジュール ZEN Connectを使用した相関顕微鏡
• 偏光コントラストと C-DIC
• ZEN coreモジュール：Grains解析、Cast Iron解析、NMI解析、
多相解析

石油、ガス、鉱業 • テクスチャと微細構造の解析
• 孔の解析
• 蛍光解析
• 2Dおよび 3Dイメージング

• レーザー走査型顕微鏡 LSM 900 MAT
• ZENモジュール ZEN Connectを使用した相関顕微鏡

粒子解析 • ISO 16232、VDA 19に準拠した清浄度の検査
• ISO 4406、ISO 4407、SAE AS 4059に準拠したオイルと潤滑油 
の残留汚染の測定

• ZEN core モジュール：Technical Cleanliness解析

相関顕微鏡 • 光学顕微鏡と電子顕微鏡からの情報の組み合わせ
• 光学顕微鏡と電子顕微鏡間での関心領域の座標の維持

• ZENモジュール ZEN Connectを使用した相関顕微鏡

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成
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多様なアプリケーションに的確に対応

産業および典型的なアプリケーション／試料 タスク ZEISS Axio Imager 2の機能

非金属介在物（NMI） • 鉄鋼の微細構造の定量的および定性的解析
• 鉄鋼の純度の測定
• 色、明るさ、形状、形成に基づく非金属介在物の含有量と 
分布の調査

• 比較図による含有物の評価
• DIN 50602、EN 10247、ASTM E45、ISO 4967、GB/T 10561、 

SEP 1571および JIS G 0555に準拠した硫化物と酸化物の解析

ZEN coreモジュール：NMI解析

3Dトポグラフィー • 粗さ測定
• 高低差の検出
• 透明コーティングの厚み測定、表面性状解析

レーザー走査型顕微鏡 LSM 900 MAT

温度顕微鏡 • 金属、結晶、セラミック、ポリマーの挙動に及ぼす温度の 
影響の調査

• 相転移の特定
• 相転移の温度の決定
• 融点の決定

Linkam加熱ステージと ZEN coreモジュール Linkam

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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ZEISS Axio Imager 2のアプリケーション例

航空および宇宙産業

炭素繊維強化ポリマー（CFRP）、明視野 
対物レンズ： EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

炭素繊維強化ポリマー（CFRP）、暗視野 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

炭素繊維強化ポリマー (CFRP)、DIC 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

原料鉄、明視野 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0.8

アルミニウム、偏光 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25

金属製造および加工産業

アルミニウム、ラムダプレート使用による偏光 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0.25

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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ZEISS Axio Imager 2のアプリケーション例

石油、ガス、鉱業

ビトリナイト 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/1.0 Oil Pol

鋳鉄、明視野 
対物レンズ : EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0.95

粒子解析、明視野 
対物レンズ : EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0.5

自動車産業 粒子解析
›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く

コンタミ粒子解析
完全電動光学顕微鏡 Axio Imager 2は、品質管理に使用されるコンタミ粒子解析システムとし
ても使用できます。
ZEN coreの粒子解析モジュールである Technical Cleanliness Analysis（ZEN core TCA）は、 
清浄度検査に関する ISO 16232、VDA 19、およびオイル解析に関する ISO 4406、ISO 4407、 
ならびに SAE AS4059の規格に準拠し、最小 2 µmのコンタミ粒子の検出が可能です。 
ZEN core TCAにより、解析時の顕微鏡設定が常に正しく設定されているかを確認することが
でき、 誰がオペレーションしても、信頼性と再現性のある結果が得られます。また、ZEN core 
TCAは、電子顕微鏡との相関解析を行うこともできます。光学顕微鏡で検出されたコンタミ
粒子を、電子顕微鏡でイメージングしたり元素分析したりすることが可能です。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く

ZEISSの相関粒子解析法により、コンタミ粒
子の詳細な解析が可能です。Axio Imager 2 
で検出した粒子の座標情報は、ZEISSの電
子顕微鏡で共有することができます。従っ
て、Axio Imager 2により同定された特定の
粒子を、電子顕微鏡によりイメージングし
たり、EDXにより元素分析したりすること
が可能です。また、光学顕微鏡と電子顕微
鏡双方からの分析結果を自動的に レポート
出力することができます。

インタラクティブなオーバービューモード
では、光学顕微鏡と電子顕微鏡の測定結
果を組み合わせて評価することが可能です。
ワンクリックで粒子を認識し EDX分析が自
動的にスタート、その後自動的にレポート
を作成します。このような相関粒子解析法
により、製造工程に重大な影響を与える恐
れのあるコンタミに対し、スピーディーに
対策をとることができます。

相関粒子解析法：さらに多くの情報とより高い品質

光学顕微鏡で取得した金属粒子の画像 電子顕微鏡で取得した同じ金属粒子の画像 EDX分析による元素分析マップと光学顕微鏡像の重ね合わせ
イメージ（元素分析マップ：Bruker Espritソフトウェアで作成）

ZEISS相関粒子解析法の専用サンプルホルダー

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く

CLEM（Correlative Light and Electron Microscopy）による、経年劣化したリチウムイオン電池の関心領域のイメージ。光学顕微鏡の明
視野像 (a)と偏光像 (b)、SEMの BSE信号 (c)と EDSマッピング (d)。

ZEISS Axio Imager 2 ZEN Connectモジュー
ルによる相関顕微鏡法（CLEM：Correlative 
Light and Electron Microscopy）：ミクロ世
界とナノ世界をつなぐもの
ZEN Connectモジュールにより、光学顕微鏡
と電子顕微鏡のイメージングと分析を効果
的に組み合わせることが可能です（CLEM：
Correlative Light and Electron Microscopy）。
本モジュールにより、光学顕微鏡から電子
顕微鏡へ、またはその逆へ、使いやすく
生産性の高いワークフローが使用可能です。
二つのシステム間で、秒単位で関心領域を
正確に呼び出すことができるため、生産性
が向上します。目視で簡単に識別できるよ
うなサンプルのシミ状の変色も、モノクロの
世界の電子顕微鏡だけでは正確な位置をと
らえるのは困難です。しかし、ZEN Connect
による CLEMでは、Axio Imager 2で関心領
域の座標を保存し、その座標データごとサ
ンプルを電子顕微鏡に移すことができるの
で、電子顕微鏡でも関心領域にスムーズに
移動することが可能です。ZEN Connectによ
り、高い再現性の維持と高効率化が可能で
す。材料解析アプリケーションの新しいス
タンダードとなり得ると考えられます。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス



1

5

4

6
2

3

13

センサーモジュール

可能性を拓く

生産ラインでの検査（例えば、金属組織
試験や研磨またはウエハなどの反射光に
よる低コントラスト試料の表面検査）で
は、対物レンズの焦点深度の最大 0.3倍
の高精度なフォーカシング機能が必要です。 
Axio Imager 2は、オプションの Auto Focus
システムで、最大 12,000 µmの幅広い領域
にわたる迅速かつ正確な焦点合わせを可能
とします。Auto Focusシステムは反射光や
透過光での明視野、暗視野、偏光及び DIC
で使用できます。

仕組み
Auto Focusシステム内の LEDの光がサンプ
ルに照射されると、サンプル表面からの反
射光がセンサーまで戻ってきます。このプ
ロセスの中で Auto Focusは信号を絶えず分
析し、フォーカスドライブに対して適切な
制御信号を送り、サンプル表面に焦点を合
わせます。Auto Focusセンサーはフォーカ
ス位置の変化やずれを検知し、これを自動
的に補正します。本システムは対象サンプ
ルに応じて、試料特性に合わせたモード（反
射光 /部分反射光 /散乱光）と、精度レベル
（精密度重視 /バランス重視 /スピード重
視）を切り替えることができます。

対物レンズ倍率 µm単位の最大キャプチャ 
範囲（反射平面）

焦点位置の最大精度 
（対物レンズの被写界 
深度の約 0.3倍）（µm）

焦点を合わせるオブジェ 
クトの最小サイズ（µm）

1.25x >12000 ~170.00 ~2000

2.5x >10000 ~42.00 ~1000

5x >10000 ~8.90 ~500

10x >8000 ~2.50 ~250

20x >4000 ~0.60 ~125

50x >700 ~0.25 ~50

100x >150 ~0.20 ~25

Auto Focusシステムの仕組み：1) LED     2)センサーモジュール     3)センサー     4)ビームスプリッター     5)対物レンズ     6)試料

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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1顕微鏡
• Axio Imager.A2m（エンコード式）
• Axio Imager.M2m（電動、透過光観察手動）
• Axio Imager.Z2m（電動、透過光観察電動）

2対物レンズ
反射光
• EC EPIPLAN
• EC Epiplan-NEOFLUAR
• EC Epiplan-APOCHROMAT
透過光
• N-ACHROPLAN
• EC Plan-NEOFLUAR
• Plan-APOCHROMAT
• C-APOCHROMAT
• FLUAR
長焦点
• LD EPIPLAN
• LD EC Epiplan-NEOFLUAR 

3光源
反射光
• MicroLED
• VisLED
• ハロゲン
• HBO / HXP
透過光
• MicroLED
• VisLED
• ハロゲン 

フレキシブルな構成

4カメラ
• 各種 Axiocamシリーズ 

5ソフトウェア
• ZEN core
• ZEN starter 

6アクセサリ
• Auto Focus
• Linkam社製加熱および冷却ステージ
• フォーカスリニアセンサー
• 相関顕微鏡

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス



Achromatic-aplanatic 
universal condenser 0.9 H D Ph DIC, mot.
424201-9902-000

Achromatic-aplanatic 
universal condenser 0.9 H D Ph DIC
424200-9901-000

Achromatic-aplanatic 
pathology condenser 0.9 H 
424219-9901-000

Achromatic-aplanatic 
pathology condenser 0.9 H mot. 
424220-9901-000

Condenser module DIC II/1.4 with polarizer
426708-0000-000
Condenser module DIC III/1.4 with polarizer
426709-0000-000

Achromatic-aplanatic 
condenser 1.4 H D Ph DIC
424208-0000-000

Condenser, LD achromatic 0.8 H DIC
424206-9901-000

Achromatic LD condenser 
0.8 H D Ph DIC, mot.
424209-9901-000

Achromatic LD condenser 
0.8 H D Ph DIC
424204-9901-000

Achromatic-aplanatic universal
condenser 0.9 H Pol 
424212-9901-000

Darkfield attachment 1.2-1.4 Oil
424218-0000-000

Large-field DF slider
for 2.5x-5x
424215-0000-000

Achromatic-aplanatic universal
condenser 0.9 H/0.8-0.9 DF
424216-9901-000 

Condenser module DIC I/0.9 with polarizer
426701-0000-000
Condenser module DIC II/0.9 with polarizer
426702-0000-000
Condenser module DIC III/0.9 with polarizer
426703-0000-000
Polarizer D for condensers 0.8 and 0.9
427710-9050-000

Slider with phase stop Ph1 
for condenser 0.9 H/0.4 LD
426716-9000-000
Slider with phase stop Ph2 
for condenser 0.9 H/0.4 LD
426716-9010-000

Achromatic-aplanatic 
condenser 0.9 H/0.4 LD
424221-9000-000 

Condenser module DIC 0/0.8 with polarizer
426704-0000-000
Condenser module DIC I/0.8 with polarizer
426705-0000-000
Condenser module DIC II/0.8 with polarizer
426706-0000-000
Polarizer D for condensers 0.8 and 0.9
427710-9050-000

Mechanical stage 75x50/240° R 
with hardcoat anodized surface
432001-9902-000

Specimen holder for slide 76x26 mm  
for one-hand operation
432301-0000-000
Specimen holder 76x26 mm, 
one-hand operation for immersion
432308-0000-000
Ergo specimen holder for 76x26 mm slides, 
for one-hand operation   
432309-0000-000
Specimen holder plate for supporting slides
432333-9010-000

Electronic 
coaxial drive; CAN  
432904-9901-000

Specimen holder D Pol
453563-0000-000

Specimen holder A Pol
453564-0000-000

Object guide Pol 45x25 mm, 
with click stop
453560-0000-000

Specimen holder, reflected light, 
for mechanical stage 75x50
432302-0000-000

Glass insert plate 
432312-0000-000
Metal insert plate
432313-0000-000

Adapter plate for 
mounting frames
432310-0000-000

Mounting frame 
for slide 76x26
432315-0000-000

Rotary stage Pol 360°, 
45° click stops switchable, 
for Axio Imager
432007-0000-000

Mechanical stage 75x50 R; SCD
432018-9002-000
in addition:
Display unit SCDplus
432035-9111-000

Mechanical stage, right transmitted/reflected light, 
105x105/85 mm SCD
432018-9010-000
Display unit SCDplus
432035-9110-000

Mechanical stage, 
right transmitted/reflected light, 
105x105/85 mm
432018-9020-000

Stage insert 160x116 mm with 
holder for 4" wafer, rotatable 
432322-9010-000

Stage controller XY PIEZO; USB
432901-9903-000
Joystick XY for stage controller 
PIEZO/MCU 2008
432903-9902-000

Joystick XY 
for stage controller 
PIEZO/MCU 2008
432903-9902-000

Scanning stage 130x85 STEP
432033-9902-000
in addition:

Mechanical stage 75x50 L 
with hardcoat anodized surface
432006-9902-000

Mechanical stage 75x50 mot.; CAN
432024-9903-000

Mechanical stage 75x50 R 
with hardcoat anodized surface
432002-9902-000

Converter CAN-USB Rev.2
432909-9901-000
(for use of CAN stages 
with manual stands)

Mechanical stage 75x50 
mot. standard; CAN
432026-9000-000

Mechanical stage 75x50 R basic, 
for Axio Imager, 
with hardcoat anodized surface
432035-9021-000

Mechanical stage 75x50 R 120 mm 
with hardcoat anodized surface
432012-9902-000

Mounting frame for 
specimen holder CorrMic MAT; 96x86 
432335-9080-000
Adapter plate CorrMic 
with SEM interface; 160x116 
432335-9181-000

Mounting frame 
for Specimen holder 
CorrMic MAT; 96x86
432335-9160-000

Stage controller XY MCU 2008
432929-9000-000

Stage controller 
XY STEP SMC 2009 
432929-9011-000

Trackball XY; CAN 
432903-9000-000

Joystick XY; CAN 
432903-9011-000

Scanning stage 225x85; PIEZO  
432023-9901-000

Scanning stage 130x85; PIEZO
432022-9902-000

Scanning stage 130x85 DC    
432032-9901-000
in addition:

Electronic coaxial 
drive; CAN  
432904-9901-000

Trackball XY; CAN 
432903-9000-000

Joystick XY; CAN 
432903-9011-000
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Comfortable binocular Ergophototube 
15°/23 (50:50), upright image
425515-0000-000

Binocular phototube 30°/25 mot. 
with two camera ports 60N
425504-0000-000

Binocular phototube 30°/25 
(100:0/30:70/0:100), reversed image
425506-0000-000

Binocular phototube 15°/25 
(100:0/0:100), upright image
425503-9901-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image, Axio Imager
425520-9060-000

Binocular phototube 30°/23 (50:50), 
reversed image, Axio Imager
425520-9070-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT 
(100:0/0:100), upright image
425514-0000-000

Binocular phototube Pol 15°/23 
(100:0/0:100), upright image
425517-0000-000

Auxiliary microscope, 
d=30
444830-9902-000

Eyepiece insert plate
on request

Eyepiece PL 10x/25 Br. foc.
444034-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/25 Br. foc.
444234-9902-000
Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-9901-000
Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000

Quartz depolarizer with tube-lens 
for tubes Axio Scope.A1
428106-9000-000
(not in use with 425514 and 425517

Quartz depolarizer with tube-lens 
for tubes Axio Imager
428106-9030-000

Comfortable binocular Ergotube 
8-33°/23, 50 mm high, 
reversed image
425518-9010-000

Binocular tube 30°/25, 
reversed image
425500-0000-000

Binocular phototube 30°/25 
(100:0/30:70/0:100), reversed image
425502-0000-000

Binocular phototube 30°/25 
(30vis:70doc), reversed image
425501-0000-000

Binocular phototube 6-25°/23 
(100/100)
425518-9020-000

Note:
For tube lens turrets the eyepieces
PL 10x/25 Br. foc or PL 10x/23 Br. foc 
have to be used.

Note:
The tubes
425500-0000-000,
425502-0000-000,
425503-9901-000,
425506-0000-000,
425515-0000-000,
425518-9010-000,
can be combined with a tube lens turret
or the center component for multidiscussion 
equipment.

Objective ring ACR for objective sleeve cylindrical short 
424508-0000-000
Objective ring ACR for objective sleeve cylindrical long 
424511-0000-000
Objective ring ACR for objective sleeve conical short
424509-0000-000
Objective ring ACR for objective sleeve conical long
424510-0000-000

7-position objective nosepiece, HD M27 cod.
424501-0000-000
7-position objective nosepiece, HD M27 mot.
424502-0000-000
6-position objective nosepiece, Pol M27 cod.
424503-0000-000
6-position objective nosepiece, 
HD DIC M27 mot. ACR
424507-0000-000

6-position objective nosepiece, 
HD DIC M27 cod.
424504-0000-000
6-position objective nosepiece, 
HD DIC M27 mot.
424505-0000-000

for transmitted light:
Compensator mount 6x20
424705-0000-000
for reflected light:
Compensator mount 6x20 
with DF stop
424706-0000-000

4-position modulator turret 
for circular DIC/TIC
424703-0000-000
4-position modulator turret 
mot. for circular DIC/TIC
424704-9901-000

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C 
for reflected light
424929-9903-000
C-DIC prism for modulator turret
426921-0000-000
C-DIC prism for modulator turret
426922-0000-000
TIC prism for modulator turret 
for EC EPN 5x-100x
426923-9901-000

Antiglare screen
452163-0000-000

Tube-lens 2.5x
for Axio Imager
425305-0000-000
Tube- lens 4.0x
for Axio Imager
425307-0000-000

Tube-lens 1.25x
for Axio Imager
425303-0000-000
Tube-lens 1.6x
for Axio Imager
425304-0000-000

to be equipped at most 
with three tube lenses:
5-position tube-lens turret, cod.,
with Bertrand system
425309-9901-000
5-position tube-lens turret mot.
with Bertrand system
425302-9901-000

Tube carrier multidiscussion for 2 tubes, 
connect linear left/right
425145-9020-000
Tube carrier multidiscussion for 1 tube, 
arm left deflection, connect
425145-9030-000
Tube carrier multidiscussion for 1 tube, 
arm right deflection, connect
425145-9040-000
Tube carrier multidiscussion for 2 tubes, 
end panel linear, l/r
425145-9050-000
Tube carrier for 1 Co-observer, light-intensive, 
end panel, left
425145-9060-000

Center component for multidiscussion, 
for tube carrier left and right
425141-9901-000

DIC slider
on request

Objectives M27
ICS-Objectives 
on request

Analyzer slider fixed for 
transmitted light, 6x20
433605-0000-000

We recommend the following 
components for easy cleaning of 
oil immersion on material samples:
Immersol M, Oiler 20 ml
444965-0000-000
Immersol M, Bottle 100 ml
444966-0000-000

or
Center comp. co-observation, 
for tube carrier light-intensive, left
425143-9000-000
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Reflected-light illuminator
for FL and HD for Axio Imager
423600-0000-000
Shutter, standard
(included in A2m, D2m)

Reflected-light illuminator mot.
for FL and HD for Axio Imager
423601-9901-000
Shutter, standard
(included in M2m, Z2m)

Diffusion disk for
reflected-light illumination,
switchable
423632-0000-000
(included in A2m, D2m,
M2m, Z2m)

Switching mirror 
for 2 illuminators
447230-9903-000
Switching mirror mot.; CAN
447229-0000-000

Camera path deflection
on the left side, interface 60N
425103-0000-000
Camera path deflection 
on the left side, mot., interface 60N
425104-0000-000

4-position CAN hub 
for microscope stands 
with CAN interface 
432927-9050-000

Power supply, external 
for HAL 100 and LED lamps, 
CAN connect 
432610-9040-000
CAN-bus cable 2.5 m
457411-9011-000

for camera path deflection
required:
Beam splitter 50% 
for camera deflection, 
34x46x2.2 mm
425110-9120-000
or
Path deflecting mirror 100% 
for camera deflection, 
34x46x4 mm
425110-9110-000

optional:
Fine drive knob with scala, changeable
430051-9000-000
Fine drive disk, flat with scala for Axio Imager 2, 
changeable
430051-9010-000

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

HBO 100 illuminator with 
lamp mount and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator, self-adjusting 
with lamp mount and collector
423011-9901-000

Power supply unit for HBO 100,
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Shutter high speed, reflected-light 
for Axio Imager M and Z
423622-9901-000

Shutter, standard
(included in reflected-light 
illumination)

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

Transmitted-light illumination 
for Axio Imager 2
423900-9901-000
Transmitted-light illumination 
mot. for Axio Imager 2
423901-9902-000
Shutter for transmitted-light 
illumination 
423621-9901-000

alternatively,
HAL 100 illuminator
with collector:

Optical adapter 
for LED transmitted-light illumination
423903-0000-000

LED illuminator
for transmitted light
423904-9902-000

Adjusting aid for HBO/XBO lamps 
for Axio Imager
423631-9901-000
Polarizer slider for reflected light, 
360° rotatable for Axio Imager
427704-9901-000

Power supply, external
HAL 100 and LED lamps
(included in M2m, Z2m)

Note:
Always included in 
A2m and D2m stands:
Focusing drive man.
Always included in M2m stand:
Focusing drive mot. basic
Always included in Z2m stand:
Heavy duty focusing drive motorized

Axio Imager.A2m microscope stand
430015-9901-000
Axio Imager.D2m microscope stand 
with Light Control man.
430011-9902-000
Axio Imager.M2m microscope stand 
with Z-drive mot. and TFT monitor
430014-9902-000
Axio Imager.Z2m microscope stand
with Z-drive mot. and TFT monitor
430010-9902-000

Attachment lamp VIS-LED 
with collector
423053-9030-000

Illuminator microLED
423053-9071-000

Excitation filter wheel 
(8 positions) mot. 
for 25 mm filters; CAN
452356-0000-000

Attachment lamp 
VIS-LED with collector
423053-9030-000

Illuminator microLED
423053-9071-000

Note:
These components can only be used alternatively and not in combination with a 
Bertrand lens slider or analyzer slider.

Auto Focus equipment for Sideport 60N
425131-9000-000 and
Installation kit for Autofocus equipment 
on Sideport Axio Imager.Z2
425131-9030-000

PC

Binocular 
phototube 
see tubes overview Illumination system Colibri.2

423052-9501-000
consisting of:
Lamp module,
control unit and
control panel

Module 0.5x
426137-9010-000
Module 1.6x
426137-9020-000
Module 2.5x
426137-9030-000
Module 4.0x
426137-9040-000
Module 5.0x
426137-9050-000

MTB 2004 software
included in
Axio Vision software
on request

Bertrand lens slider 12x46 
453671-0000-000
Note:
These components cannot be used in combination 
with the camera path deflection (left side installation), 
the autofocus equipment or the analyzer slider.

Auxiliary microscope, 
d=30
444830-9902-000

Protection cap set
434302-0000-000
(included in 434303-0000-000
and 434304-0000-000)

Dust protection Set M
434303-0000-000
Dust protection Set L
434304-0000-000

Slider with 100% mirror 
for double adapter
426141-9011-000

Slider with 
beam splitter mount 
for double adapter
426141-9021-000
and
Beam splitter 50%, 26x36 mm
446310-0002-000

Adapter 60N for microscope camera, 
d=30 mm
426101-0000-000
(Eyepiece additionally required)

We recommend these components for 
temporary image quality review using an 
eyepiece:

Tube module 60N, 100  % to the camera, 
reversed image
425518-9000-000

Double adapter 60N-2x 60N
with slider mount
426141-9902-000

Workstation with Axio Vision / ZEN Software

Camera with C-mountCamera with SLR-bayonetCamera with C-mount

Magnification changer 4x,
switchable 
60N-60N
426137-9000-000

Adapter video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000 (without fig.)
Camera adapter 
60N-C 2/3" 0.5x
426112-0000-000 (without fig.)
Camera adapter 
60N-C 2/3" 0.63x
426113-0000-000 (without fig.)
Camera adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000 

Camera adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

T2-adapter for SLR-camera
e.g.:
T2-adapter for Canon EOS
(EF bayonet)
416013-0000-000

Camera adapter
T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000 
(without fig.)
Camera adapter
T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Camera adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera adapter T2-C 1" 1.0x;
adjustable
426105-0000-000 (without fig.)

Double Adapter Duolink 
60N - 2x60N man. 
426143-9000-000
(further information
see price list 40.24.00)
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鏡基 Axio Imager.A2m Axio Imager.M2m Axio Imager.Z2m

コントラストマネージャー � �

ライトマネージャー � � �

TFTディスプレイ � �

リモ―トコントロール �

（ドッキングステーション）
�

（ドッキングステーション）

技術仕様

� 付属
�   オプション
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技術仕様

寸法（幅 x奥行 x高さ）

Axio Imagerスタンド、HBO100付き（手動） 約 300 mm x 721 mm x 505 mm

Axio Imagerスタンド、HBO100および TFTディスプレイ付き（電動） 約 390 mm x 721 mm x 505 mm

重量

Axio Imager、手動 /電動（機器によって異なります） 約 18 ～ 40 kg

周囲条件輸送（パッケージ内）：

許容環境温度 -40 ～ +70 °C
保管

許容環境温度 +10～ +40 °C

許容相対湿度（結露なきこと） 35 °Cで最大 75%

動作環境

許容環境温度 +10 ～ +40 °C

許容相対湿度 35 °Cで最大 75%

気圧 800 hPa～ 1060 hPa

使用可能な高度 最大 2000 m

汚染度 2
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技術仕様

内蔵電源を備えたコード化された Axio Imager、または VP232-2外部電源を使用する電動 Axio Imagerの動作データ

動作環境 密室

保護クラス I

保護タイプ IP 20

電気的安全性 CSAおよび UL指令を含む DIN EN 61010-1（IEC 61010-1）に準拠

過電圧カテゴリ II

電波干渉抑制 EN 55011クラス Bに準拠

ノイズ耐性 DIN EN 61326-1に準拠

一体型電源の線間電圧 100～ 127および 200～ 240 V± 10%
線間電圧設定の変更は不要

外部電源 VP232-2の線間電圧 100～ 240 V ± 10 %

線間周波数 50/60 Hz

コード化された Axio Imagerの最大消費電力 最大 260 VA

Axio Imagerの消費電力、電動式 最大 190 VA

LEDイルミネーター 400～ 700 nm、ピーク波長 460 nm

アタッチメントランプ VIS-LED 400～ 700 nm、ピーク波長 460 nm

トランス HBO 100

動作環境 密室

保護クラス I

保護タイプ IP 20

線間電圧 100 VAC … 240 VAC

線間周波数 50/60 Hz

HBO100使用時の消費電力 155 VA

IEC127に準拠したヒューズ

Axio Imager顕微鏡スタンド、手動 T 5.0 A/H / 250V, 5 x 20 mm

Axio Imager用電源 VP232-2、電動 T 4.0 A / 250V, 5 x 20 mm

トランス HBO 100 T 2.0 A/H, 5 x 20 mm
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技術仕様

光源

ハロゲンランプ 12 V/100 W

光源調節 連続、約 0.7 ～ 12 V

水銀蒸気ショートアークランプ HBO 103 W/2

HBOの消費電力 103W/2 100 W

Axio Imager（コード化）

手動ステージフォーカシング付きスタンド 粗動 約 2mm/回転

微動 約 1/10ギア伝達比

上下動範囲 最大 25 mm

上限リミッター 機械的に調整可能

Achromatic-aplanaticユニバーサルコンデンサー 0.9 H D Ph DIC、 
スイベルタイプのフロントレンズ、Achromatic-aplanatic 0.9 DIC

対物レンズの倍率が 10倍未満の場合 フロントレンズ 0.9が旋回

対物レンズ倍率が 10倍以上の場合 フロントレンズ 0.9は 8ポジションタレットディスクで旋回

対物レンズ交換 手動 6ポジションまたは 7ポジションのノーズピース、HDまた
は HD DIC M27経由

メソッドモジュールの変更 手動 6ポジションリフレクタータレット経由

Axio Imager（電動）

電動ステージフォーカシング付きスタンド ステップモーターの平均ステップサイズ 25 nm（Axio Imager.M2）

10 nm± 10（Axio Imager.Z2）

ステージの迅速な下降 /上昇 10 mm

上下動範囲 25 mm

上限リミッター 電子

フォーカシングスピード 変数

Achromatic-aplanaticユニバーサルコンデンサー 0.9 H D Ph DIC、電動
式スイベルタイプのフロントレンズ、Achromatic-aplanatic 0.9 DIC

対物レンズの倍率が 10倍未満の場合 フロントレンズ 0.9が旋回

対物レンズ倍率が 10倍以上の場合 フロントレンズ 0.9は 8ポジションタレットディスクで旋回

対物レンズ交換 手動または電動 6ポジションまたは 7ポジションのノーズピース経由

メソッドモジュールの変更 手動 6ポジションリフレクタータレット経由

電動 6ポジションまたは 10ポジションのリフレクタータレット 
経由

手動 /電動 DICまたは C-DICモジュレータータレット経由

スキャンステージの高性能フォーカス 重量 5 kgまでの試料に適用可能
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ZEISS のサービスによって最適化された顕微鏡システムの 
パフォーマンスは改善され、大きなメリットを生み出します。

ZEISS顕微鏡システムがお客様の最も重要なツールのひとつであると考え、私たちはお使いの
機器が常に最適な状態であるようサポートします。私たちにとって大切なのはお客様の出さ
れる結果です。豊富な経験と知識を持つ ZEISSの専門家により多岐にわたるサービスを通じ 
て、長い期間にわたってサポートいたします。私たちの願いはお客様がお使いの顕微鏡から
期待しうる最高の結果を出されることです。

修理、メンテナンス、最適化
お使いの顕微鏡を常に最適な状態に保ちます。ZEISS保守サービス契約によりダウンタイムを
減らし、システムの性能改善により最高の結果を得ることが可能となります。さまざまなオプ
ションと点検作業内容を含んだ幅広いレンジからサービス契約をお選びいただけます。ニー
ズに合わせてお客様専用のサービスプログラムの選択が可能となっております。

オンデマンドサービスも勿論、受け付けております。ご要望にあわせて遠隔メンテナンスソフ
トウェアを通して、あるいは現場で直接、ZEISSサービスエンジニアが問題を分析し解決します。

ご使用中の顕微鏡システムを強化
ZEISS顕微鏡システムは各種アップデートに対応できるように設計されており、オープンイン
ターフェイスで常に最高のレベルを保つことが可能となっております。結果的に作業はより効
率的になり、更なるアップデートの可能性が加わることによって顕微鏡の生産性とライフタイ
ムを伸ばすことが可能です。

文字通り信頼のおけるサービス

>> www.zeiss.com/microservice
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›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス
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カールツァイス株式会社
リサーチマイクロスコピーソリューションズ
info.microscopy.jp@zeiss.com
https://www.zeiss.co.jp/microscopy

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axioimager-mat

http://flickr.com/zeissmicro
http://facebook.com/zeissmicroscopy
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